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レーザー爆縮を伴わない高エネルギー密度

(HED)プラズマ生成法は、高輝度単色パルス中

性子源・X線光源への応用技術として重要であ

る。本研究ではレーザーの一方向照射によって

数keVのイオン温度を持つ“慣性閉じ込め”プ

ラズマの生成法を提案する。本手法では図1の

様に、球殻（シェル型）ターゲットの内側に高

強度レーザー(10
16-17

 W/cm
2
)を照射する。こうす

ることでレーザー光はシェル内面を多重反射

する為、非対称な照射配位であるにも関わらず

シェル全体を比較的一様に加熱することがで

きる。加熱の結果、シェル内側へ噴き出した高

速プラズマは中心部で衝突を繰り返しながら

一定時間停留し、高温・高密度領域を形成する。

本手法の最大の利点は、アブレーションによる

高速度プラズマが直接コアを形成する為、Au

等の高Z材料でもkeVを超える高温・高電離状態

のコアの形成が期待できるという点である。ま

た本手法では一点に等方的にプラズマが集ま

る事から比較的高密度（10
21-22

 cm
-3程度）の

“collisional”なコアの生成が可能である。本手

法の基礎実験として、図1(a)(b)に示すように、

穴あきCDシェル(直径500 m, 厚み7 m, 開口

径100 m)の内面に0.6-2.4 kJ、波長1,064 nm、

パルス幅100 psのレーザー光を一方向から照射

した。その結果、図1(c)に示すように、シェル

中心部に数keVの高温領域の形成が確認された。

核融合中性子のスペクトル拡がりから見積も

られるコアのイオン温度は4 keVであった。また

X線分光計測から見積もられたコアの電子密度

は1×10
22

 cm
-3であり、1次元時間分解X線画像計

測からはシェル中心部にパルス幅以上の時間

停留するプラズマの発光が確かに観測された

ことから、本手法の様な非対称なレーザー照射

でもプラズマの「慣性閉じ込め」が可能である

こと、すなわち十分に“collisional”な高温プラ

ズマの生成が可能であることが実証された。講

演では実験結果の他、流体シミュレーションコ

ードを用いたレーザーの照射一様性に関する

評価等について報告する。 
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図 1 (a)ターゲット及び(b)レーザー照射配位の概略図、(c)2次元時間分解 X線画像の結果 


